<
=)

R2 10/03/1

© Physik Instrumente (Pl) GmbH & Co. KG 2009. Anderungen vorbehalten. Dieses Datenblatt verliert seine Giiltigkeit mit Erscheinen einer neuen Revision.

Die jeweils aktuelle Revision ist unter www.pi.ws zum Herunterladen verfugbar.

Pl

Piezo

Nano - Positioning

S-310 — S-316 Piezo Hub- und Kippscanner

Hochdynamisches System mit Apertur

B 10 mm freier Durchgang
B Dreibein-Piezoantrieb

: Piezosysteme zum
= Scannen und fiir die
Optik- und Spiegeljustage

B Optischer Ablenkwinkel bis 2,4 mrad

M Linearstellwege bis 12 pm (Phasenschieber)

B Sub-ms Ansprechzeit sowie Sub-prad Auflésung

B Positionsgeregelte Versionen fiir erhohte Prazision

B Fir Optiken, Spiegel oder andere Komponenten

B Spielfreie und hochgenaue Festkorperfithrungen

B Hohere Genauigkeit und Dynamik durch Parallelkinematik

S-310 bis S-316 sind hochdyna-
mische und prazise Linear-
aktoren und Scanner, die
Sub-Mikroradian  Auflésung
und Sub-Millisekunden An-
sprechzeit ermoglichen. Sie
basieren auf einem Parallel-
kinematik Dreibein-Piezoantrieb
und erlauben mechanische Kipp-
winkel bis 1,2 mrad, was einer

Anwendungsbeispiele

m Bildverarbeitung/
-stabilisierung

m Interferometrie

m Laserscanning/
-strahlsteuerung

m Lasertuning
m Optische Filter/Schalter

m Strahlstabilisierung
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optischen Strahlablenkung von
2,4 mrad entspricht. Der Linear-
hub von bis zu 12 pm ist ideal
fur die Laufzeitanpassung opti-
scher Signale. Der Dreibein-An-
trieb  ermoglicht optimale
Winkelstabilitat in einem brei-
ten Temperaturbereich.

Die Systeme sind fur Spiegel
und Optiken bis 25 mm Durch-
messer ausgelegt und arbeiten
in jeder Orientierung. Durch
den freien Durchgang sind sie
auch hervorragend fir Durch-
lichtanwendungen (z.B. opti-
sche Filter) geeignet.

Betrieb im offenen und ge-
schlossenen Regelkreis

Im spannungsgesteuerten Mo-
dus (offener Regelkreis) verhalt
sich der Stellweg ungefahr pro-
portional zur Piezospannung.

Die Modelle S-310 bis
S-315 sind daher ideal fiir hoch-
auflésende Anwendungen ge-
eignet, bei denen die absolute
Position von untergeordneter
Bedeutung ist (z.B. Tracking)
oder durch einen externen Sen-
sor (z.B. CCD, PSD) ermittelt
wird. Der S-316.10 verflgt
Uber integrierte hochauflo-
sende DMS-Positionssensoren
und ermoglicht absolute Posi-
tionierungen mit hoher Lineari-
tat und Wiederholbarkeit.

Bedarfsgerechte Auswahl
M S-310.10, S-314.10

Spannungsgesteuerte Linear-
aktoren; alle drei Piezoantriebe
sind fir mechanisch gleiches
Verhalten selektiert und elek-
trisch parallel geschaltet. Sie
ermoglichen die lineare Posi-
tionierung der Ringplattform,
wobei nur ein Steuerkanal be-
notigt wird.

M S-311.10, S-315.10

Spannungsgesteuerte Linear-
und Kippsysteme; alle drei
Piezoantriebe konnen indivi-
duell (oder parallel) mit
einem Dreikanalverstarker ge-

Bestellinformation

S$-310.10
Piezoaktor, freie Apertur, 6 pm,
LEMO Stecker

S$-311.10
Dreiachsen-Piezokippsystem,
freie Apertur, 600 prad, 6 um,
LEMO Stecker

S$-314.10
Piezoaktor, freie Apertur, 12 pm,
LEMO Stecker

S$-315.10
Dreiachsen-Piezokippsystem,
freie Apertur, 1,2 mrad, 12 pm,
LEMO Stecker

S$-316.10
Dreiachsen-Piezokippsystem,
freie Apertur, 1,2 mrad, 12 ym,
DMS-Sensoren, LEMO Stecker

S$-316.10D
Dreiachsen-Piezokippsystem,
freie Apertur, 1,2 mrad, 12 pm,
DMS-Sensoren, D-Sub Stecker

M S-316.10

Positionsgeregelte Linear- und
Kippsysteme; alle drei Piezo-
antriebe sind mit hochauflosen-
den Positionssensoren (DMS)
ausgeristet und kdnnen indivi-
duell (oder parallel) mit einem
Dreikanalverstarker / Servo-
controller betrieben werden. Li-
near- und Kippbewegungen mit

steuert werden. Dadurch sind  Sub-Mikroradian  Auflésung
Linear- und Kippbewegungen und Wiederholbarkeit sind
moglich. maoglich.
. 17m G3m !
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S-315 Kabelkonfiguration

:gﬂ Sensor

S-316 Kabelkonfiguration
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Hohe Zuverlassigkeit und Le-
bensdauer

S-310-S-316 Systeme sind mit
vorgespannten PICMA® Hoch-
leistungspiezoaktoren ausge-
ristet, die in ein reibungsfreies
Flexure-Fihrungssystem mit
FEM-optimierten Festkorperge-
lenken integriert sind. Die voll-
keramisch isolierten Aktoren
Ubertreffen die Lebensdauer
und Leistungsfahigkeit konven-
tioneller Piezokeramiken in dy-
namischen und statischen
Anwendungen deutlich. Da Ak-
toren, Fiihrung und Sensoren
reibungs-, wartungs- und ver-
schleil3frei sind, besitzen diese
Systeme eine aullergewohnli-
che Zuverlassigkeit.

Technische Daten
Modell
Aktive Achsen
Bewegung und Positionieren
Integrierter Sensor

Stellweg in Z bei 0 bis +100 V, ungeregelt

Kippwinkel bei 0 bis +100 V, ungeregelt
Stellweg in Z, geregelt
Kippwinkel, geregelt

Auflésung in Z, ungeregelt
Auflésung in Bx, By, ungeregelt
Auflésung in Z, geregelt
Auflosung in Bx, By, geregelt
Linearitat

Mechanische Eigenschaften
Steifigkeit in Z

Resonanzfrequenz unbelastet in Z

Resonanzfrequenz belastet in Z
(15 x 4 mm Glasspiegel)

Resonanzfrequenz belastet in Z

(20 x 4 mm Glasspiegel)

Abstand Drehpunkt-Plattformoberflache
Tragheitsmoment der Plattform
Antriebseigenschaften

Keramiktyp

Elektrische Kapazitat
Dynamischer Stromkoeffizient
Anschliisse und Umgebung
Betriebstemperaturbereich
Material

Masse

Kabellange

Sensoranschluss
Spannungsanschluss
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- ’ genin mm
$-310.10 S-314.10 S-311.10  S-315.10 S-316.10 Einheit Toleranz
z z Z,0x, 6y Z06x 0y Z6x 6y
_ - - - DMS
6/- 12 /- 6/- 12 /- 12/12 um min. (+20 %/-0 %)
- - 600 1200 1200 prad min. (+20 %/-0 %)
- - - - 12 um
- - - - 1200 prad
0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 nm typ.
0,02 0,05 0,05 prad typ.
- - - - 0,4 nm typ.
- - - - 0,1 yrad typ.
- - - - 0,2 % typ.
20 10 20 10 10 N/pm +20%
9,5 5,5 9,5 55 55 kHz +20%
6,5 4,4 6.5 41 4.1 kHz +20%
6,1 4,2 6,1 34 34 kHz +20%
- - 5 5 5 mm +1 mm
- - 150 150 150 g+ mm? +20%
PICMA®  PICMA® PICMA® PICMA®  PICMA®
P-882 P-882 P-882 P-882 P-882
0,39 0,93 0,39 0,93 0,93 uF +20%
8 10 8 10 10 pA/(Hz » mrad) +20%
-20 bis 80 -20 bis 80 -20 bis 80 -20 bis 80 -20 bis 80 °C
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl
0,045 0,055 0,045 0,055 0,055 kg +5%
2 2 2 2 2 m +10 mm
- - - - LEMO
LEMO LEMO LEMO LEMO LEMO
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Linearantriebe & Aktoren

N litechnik / Pi lektronik
Piezo Systeme /
Schnelle Scantische

Linearachsen
Vertikal- / Kippachsen
2- und 3-achsig
6-achsig

Schnelle Kippspiegel /
Aktive Optiken

Piezoverstarker und Controller

Einkanalig
Mehrkanalig
Modular
Zubehor

Grundlagen der
Nanostelltechnik

Nanomesstechnik

Mikrostelltechnik

Index

Die Auflésung von PI-Piezo-
scannern ist nicht durch Reibung
begrenzt. Angabe als Positions-
rauschen mit E-503 Verstarker
(S. 2-146).

Mechanischer Winkel, die opti-
sche Strahlablenkung ist doppelt
so groR. Fiir maximale Kippwin-
kel missen alle drei Piezotrans-
latoren mit 50 V vorgespannt
sein. Durch den Parallelkinema-
tik-Aufbau sind der lineare Stell-
bereich und die Kippwinkel
voneinander abhangig. Die an-
gegebenen Werte sind Maxima
flr reine Linear- bzw. Kippbewe-
gungen (Gleichungen S. 2-84).

Empfohlene Controller/Verstérker
Einkanalig (1 pro Achse): E-610
Controller/Verstarker (S. 2-110),
E-625 Controller Tischgerat mit
Regler (S. 2-114).

Mehrkanalig: Modulares Piezo-
controller-System E-500

(S. 2-142) mit Verstarkermodul E-
503 (dreikanalig) (S. 2-146) oder
E-505 (1 je Achse, hohe Lei-
stung) (S. 2-147) und E-509 Reg-
ler (S. 2-152) (optional),

E-517 Interfacemodul (S. 2-156)
(optional).
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